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Fig. 1a

(57) Abstract: A docking device (10) for
connecting a semiconductor probe (2) to a
semiconductor handler (1) has in each case
one probe-side and one handler-side
connecting device (11, 12), a handling device
(31-35) for handling a contact-making device
(23) and a coupling device (13-16) for
coupling the connecting devices (11, 12).
The coupling device (13-16) has a first
shifting  device, which allows the
translational and guided shifting of the
probe-side connecting device (12) relative to
the handler-side connecting device (11)
towards and away from one another.

(57) Zusammenfassung: Eine
Dockingvorrichtung (10) zur Verbindung
eines Halbleiter-Testkopfs (2) mit einem
Halbleiter-Handler (1) hat je eine
testkopfseitige und eine handlerseitige
Verbindungsvorrichtung (11, 12), eine
Handhabungsvorrichtung (31 - 35) zum
Handhaben einer Kontaktierungsvorrichtung
(23) und eine Koppelvorrichtung (13 - 16)
zum Koppeln der Verbindungsvorrichtungen
(11, 12). Die Koppelvorrichtung (13 - 16)
weist eine erste Verschiebeeinrichtung auf,

die das translatorische und gefiihrte Verschieben der testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12) relativ zur handlerseitigen
Verbindungsvorrichtung (11) aufeinander zu und voneinander weg erlaubt.
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Dockingvorrichtung, Dockingverfahren

Die Erfindung betrifft eine Dockingvorrichtung und
ein Dockingverfahren nach den Oberbegriffen der unabhangi-

gen Patentanspriche.

FEine Dockingvorrichtung dient dem Verbinden eines
Halbleitertestkopfs mit einem Halbleiter-Handler sowie der
Handhabung weiterer Komponenten, die fiir das Testen von

Halbleitern notwendig sind.

Figur 2 zeigt die Situation insgesamt schematisch. 1
ist ein Halbleiter-Handler, der Halbleiter einer Priifstelle
21 im Handler zufihrt. Die zu priifenden Halbleiter konnen
komplexe Halbleiter sein, etwa komplexe analoge Schaltungen
und/oder digitale Prozessoren, die viele Anschliisse (n >
100 oder > 200) aufweisen konnen. 2 symbolisiert einen
Testkopf, der geeignete Testelektronik hat. 23 symbolisiert
ein DUT-Board (DUT = ,device under test“ ), das der elektri-
schen Kontaktierung bzw. Verbindung der Elektronik im Test-
kopf 2 mit dem zu testenden Halbleiter (,device under
test™) im Halbleiter-Handler 1 dient. Eine Dockingvorrich-
tung 10 dient einerseits der mechanischen Verbindung von
Halbleiter-Handler 1 und Testkopf 2, aber auch insbesondere

zur Handhabung des DUT-Roards. 3 ist ein Manipulator, mit
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dem der Testkopf 2 bewegt, positioniert und gehalten werden

kann.

Die Testkopfe konnen, wie auch die Halbleiter-Handler,
komplexe Geratschaften sein, die Massen von vielen
100 Kilogramm bis lber 1 Tonne haben kdnnen. Um die zu tes-
tende Halbleitervorrichtung sicher elektrische kontaktieren
zu kobnnen, muss auch eine stabile und mechanisch préazise
definierte mechanische Verbindung zwischen Halbleiter-
Handler 1 und Testkopf 2 vorliegen, die trotz des hohen Ge-

wichts pradazise und stabil sein muss.

Es sind Dockingvorrichtungen bekannt, die eine hand-
lerseitige Befestigungsvorrichtung 11 und eine testkopfsei-
tige Befestigungsvorrichtung 12 aufweisen. Diese sind ih-
rerseits iber eine Einrichtung 13 miteinander und Jjeweils
einzeln mit Handler 1 und Testkopf 2 verbunden. Mittig wei-
sen sie einen Durchlass auf, in dem das DUT-Board aufgenom-

men wird.

Die EP 1495339 Bl beschreibt ein automatisiertes
Testsystem, bei dem ein Basisbauteil schwenkbar an einem
automatischen Testsystem befestigt ist. Das Basisbauteil
dient der Verbindung von Testkopf und Testsystem und tragt

auch das DUT-Board.
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Nachteil dieses Aufbaus ist die Schwenkbewegung, da
zum einen am schwenkachsenfernen Ende vergleichsweise hohe
Auslenkungen notwendig sind, um den gewlnschten Abstand
auch schwenkachsenndherer Rereiche zu erhalten. Ein weite-
rer Nachteil ist, dass aufgrund der Ausrichtung das DUT-
Board beim Entriegeln herausfallen kann. Auch nachteilig
ist, dass beil der Schwenkbewegung der Testkopf aus prakti-
schen Grinden nicht mitgefithrt werden kann, so dass vor der
Verschwenkung der Testkopf vom System getrennt werden muss,
so dass fir Einzeltests die elektrische Schnittstelle zum
Testkopf hin nicht mehr zur Verfigung steht. Ein weiterer
Nachteil ist, dass beim Wegschwenken der Basisplatte die
Offnung im Halbleiter-Handler frei liegt, die dann Feuchte
aufnehmen kann, was bei Kiltetests (die bis -60°C gefahren
werden konnen) zu sofortiger Kondensierung und dann mdégli-
cherweise notwendigen, aufwendigen Reinigungsarbeiten fih-

ren.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Dockingvorrichtung
und ein Dockingverfahren anzugeben, die einen geringen Ver-
schiebeweg zum Offnen des Systems bendtigt, und/oder die
ein Herausfallen des DUT-Boards verhindert, und/oder die
auch beim Trennen des Systems die elektrische Schnittstelle

zum Testkopf hin zuganglich halt und/oder die schlieBlich



10

15

20

25

WO 2012/123443 PCT/EP2012/054361

das Eindringen von Feuchtigkeit in den Halbleiter-Handler

verringert.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der unabhédngigen
Patentanspriiche geldst. Abhdngige Patentanspriiche sind auf

bevorzugte Ausfihrungsformen der Erfindung gerichtet.

Eine Dockingvorrichtung weist fiir die Verbindung ei-
nes Halbleiter-Testkopfs mit einem Halbleiter-Handler eine
testkopfseitige Verbindungsvorrichtung und eine handlersei-
tige Verbindungsvorrichtung auf, eine Handhabungsvorrich-
tung zum Handhaben einer Kontaktierungsvorrichtung (DUT-
Board) zum elektrischen Verbinden eines Halbleiters mit
Kontakten des Testkopfs, eine Koppelvorrichtung zum Koppeln
der testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung mit der hand-
lerseitigen Verbindungsvorrichtung, die eine erste Ver-
schiebeeinrichtung, die das translatorisch gefiihrte Ver-
schieben der testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung rela-
tiv zur handlerseitigen Verbindungsvorrichtung aufeinander

zu und voneinander weg ermdglicht.

Durch die translatorische Verschiebung der beiden
Verbindungsvorrichtungen relativ zueinander wird ein ver-
gleichsweise geringer Verschiebeweg bendtigt, der dann auch

vom Testkopf und dem regelmalig vorhandenen Manipulator
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,mitgemacht™ werden kann. Dariber hinaus werden bei der An-
naherung der Komponenten ggf. federnde Kontaktstifte nicht
seitlich verschoben, sondern nur entsprechend ihrer Langs-
richtung komprimiert, so dass die Kontaktierung sicherer

ist.

Eine Dockingvorrichtung mit testkopfseitiger und
handlerseitiger Verbindungsvorrichtungen, einer Handha-
bungsvorrichtung und einer Koppelvorrichtung wie oben be-
schrieben weist ein Verfahrmechanismus auf, um die Kontak-
tierungsvorrichtung zwischen einer Arbeitsposition und ei-
ner Wechselposition zu verfahren, und/oder weist einen
Ausrichtmechanismus zum Ausrichten der Kontaktierungsvor-
richtung in der Wechselposition in eine Entnahmeausrichtung

auf.

Durch den Ausrichtmechanismus kann die Kontaktie-
rungsvorrichtung vor dem Entnehmen aus der Handhabungsvor-
richtung so ausgerichtet werden, dass sie vor ihrer Entnah-
me und auch vor ihrer Entriegelung von der Handhabungsvor-
richtung auch alleine durch Gravitation in der Handhabungs-
vorrichtung verbleibt, so dass sie nicht von selbst heraus-

fallen kann.
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Fine Dockingvorrichtung mit einer testkopfseitigen
und einer handlerseitigen Verbindungsvorrichtungsvorrich-
tung, einer Handhabungsvorrichtung und einer Koppelvorrich-
tung wie beschrieben kann so gestaltet sein, dass die Hand-
habungsvorrichtung beim Trennen des Systems mit der test-
kopfseitigen Verbindungsvorrichtung mitgeht, indem sie an
ihr befestigt ist. Es geht dann auch die Kontaktierungs-
vorrichtung dementsprechend mit der testkopfseitigen Ver-
bindungsvorrichtung mit. Es sind auf diese Weise die elekt-
rischen Schnittstellen hin zum Testkopf zugadnglich, so dass
auch Einzeltests gefahren werden ko&nnen, die unabhiangig vom

Halbleiter-Handler durchgefithrt werden.

Eine Dockingvorrichtung zum Verbinden eines Halblei-
tertestkopfs mit einem Halbleiter-Handler weist eine Hand-
habungsvorrichtung zum Handhaben einer Kontaktierungsvor-
richtung auf. AuBerdem weist sie eine betd&tigbare Abdeck-
vorrichtung zum Abdecken oder Freigeben einer von der Kon-
taktierungsvorrichtung einnehmbaren Offnung des Halbleiter-

Handlers auf.

Durch das Abdecken der Offnung im Halbleiter-Handler
wird der Luftaustausch zwischen dem Inneren und dem &uBeren
des Halbleiter-Handlers zumindest verringert, so dass dem-

entsprechend auch die in den Handler einstromende Feuchte
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verringert wird, so dass das bei Kaltetests die Vereisung

von Handler-Komponenten zumindest verringert wird.

Ein Dockingverfahren hat die folgenden Schritte:

ggf. Entriegeln der eingenommenen geschlossenen Posi-
tion der Dockingvorrichtung und translatorisches Entfernen
der Verbindungsvorrichtungen senkrecht voneinander weg,

Verfahren der Handhabungsvorrichtung relativ zur Ver-
bindungsvorrichtung, an der sie befestigt ist, senkrecht
voneinander weg,

seitliches Verfahren der Kontaktierungsvorrich-
tung mit der Handhabungsvorrichtung,

ggf. Verschwenken des Ausrichtmechanismus so, dass
die Kontaktierungsvorrichtung alleine durch die Schwerkraft
gehalten wird, wenn die Halteeinrichtung geldst wird,

Losen der Halteeinrichtung,

FEinsetzen einer Kontaktierungsvorrichtung und Verrie-
geln der Halteeinrichtung,

ggf. Verschwenken des Ausrichtmechanismus rilickwarts
in die Ausgangsposition und gegebenenfalls Verriegeln des-
selben in dieser Position,

Verfahren des Handhabungsmechanismus von der Wechsel-

position in die Arbeitsposition,
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translatorisches Verfahren des Handhabungsmechanismus
senkrecht auf die Verbindungsvorrichtung zu, an der er be-
festigt ist, und

translatorisches Verfahren der Verbindungsvorrichtung
senkrecht aufeinander zu und ggf. Verriegeln dieser Positi-

on.

Nachfolgend werden Bezug nehmend auf die Zeichnungen

Ausfihrungsformen der Erfindung beschrieben, es zeigen

Figur 1 perspektivisch und im Detail in Seitenan-

sicht eine Ausfihrungsform einer Dockingvorrichtung,

Figur 2 schematisch den Gesamtaufbau, und

Figur 3 eine Seitenansicht der Dockingvorrichtung.

Gleiche Bezugszeichen in dieser Beschreibung bezeich-
nen gleiche Komponenten. Merkmale der Erfindung sollen auch
dann als miteinander kombinierbar angesehen werden, wenn
dies nicht ausdriicklich gesagt ist, soweilt sich ihre Kombi-

nation nicht aus technischen Grinden verbietet.

Figur la zeigt schematisch perspektivisch eine Do-

ckingvorrichtung 10. Sie weist eine handlerseitige Verbin-
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dungsvorrichtung 11 und eine testkopfseitige Verbindungs-
vorrichtung 12 auf. Die Verbindungsvorrichtungen dienen Jje-
wells dem Herstellen einer mechanisch stabilen, festen und
vorzugsweise steifen Verbindung zum Testkopf 2 bzw. zum
Handler 1 hin. Die Verbindungsvorrichtungen kénnen platten-
oder rahmenformige oder U-formige Grundkdrper aufweisen,
die aus massiven Metallplatten hergestellt und einstiickig
ausgebildet sein koénnen, so dass sie in sich steif sind und
gegebenenfalls auch der Versteifung der jeweiligen Zugangs-
fldchen des Handlers bzw. des Testkopfs dienen. Die Verbin-
dung der jeweiligen Verbindungsvorrichtungen hin zum Hand-
ler bzw. zum Testkopf kann mit Verbindern 18 hergestellt

werden, etwa Schraubverbindungen oder ahnliches.

Die genannten Verbindungsvorrichtungen 11 und 12 sind
ihrerseits Uber eine Koppelvorrichtung 13 - 16 miteinander
verbunden. Die Koppelvorrichtung weist eine Verschiebeein-
richtung auf, die das translatorische und gefiihrte Ver-
schieben der testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung rela-
tiv zur handlerseitigen Verbindungsvorrichtung aufeinander
zu und von einander weg erlaubt. In Figur la erlaubt die
Koppelvorrichtung eine Bewegung in vertikaler Richtung, an-
gedeutet durch Pfeil Z. Mit 17 sind Offnungen bezeichnet,
die in den Verbindungsvorrichtungen 11 und 12 vorgesehen

sind, in denen im Einsatz die elektrische Kontaktierungs-
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vorrichtung 23 (DUT-Board) zu liegen kommt. Nicht gezeigt,
aber ebenfalls vorhanden, ist eine Handhabungsvorrichtung
zum Handhaben der Kontaktierungsvorrichtung, insbesondere
zum Verbringen der Kontaktierungsvorrichtung 23 in eine Po-
sition, die zum Kontaktieren einerseits des Testkopfs 2 und

andererseits des zu testenden Halbleiters 1 notwendig ist.

Die Koppelvorrichtung 13 kann in verschiedener Weise
aufgebaut sein. Die Verschiebeeinrichtung kann mehrere an
unterschiedlichen Stellen der Verbindungsvorrichtungen 11,
12 liegende Aktoren aufweisen. Sie kdnnen insbesondere and
Rand- oder Eckbereichen der Verbindungsvorrichtungen liegen
oder konnen an deren Stirnseiten angebracht sein. Es kdnnen
drei oder mehrere Aktoren vorgesehen sein. Die Aktoren kon-
nen synchron antreibbar sein. Jeder Aktor kann ein
Schraubengetriebe (Schraubbewegung angedeutet durch Pfeil H
in Figur 3) aufweisen oder einen Schermechanismus (Fig. la,
b) oder einen hydraulischen Kolben oder einen pneumatischen
Kolben, jeweils ggf. mit zugehdbriger Signal- und Leistungs-

versorgung, Steuerung, Sensorik und Aktorik.

Figur la zeigt einen Schermechanismus, der in Seiten-
ansicht in Figur 1lb genauer gezeigt ist. Mit 1ba sind fest-
liegende Auflager bezeichnet, von denen je eines an Jje ei-

ner Verbindungsvorrichtung 11, 12 festliegt. Mit 15b sind

10
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verschiebliche Drehlager gezeigt, die l&ngs Schienen 15c in
Richtung des Pfeils C verschieblich sind. 15d bezeichnen
Jjeweils Drehachsen. Mit 14 sind Scherarme bezeichnet, die
kreuzweise angebracht sind und lber eine Drehachse 15d mit-
einander verbunden sind. 16 bezeichnet einen Antriebsmecha-
nismus, der beispielsweise ein Schraubgetriebe sein kann.
Fine Gewindestange 16b wird von einem Antrieb 16a in Dreh-
bewegung versetzt und bewirkt dadurch eine Verschiebung des
fahrbaren Auflagers 15b an der Verbindungsvorrichtung 12
langs der Schiene 15c¢ und insbesondere langs Pfeilrichtung
A. Dementsprechend fiihren die Scherschenkel 14 Drehbewegun-
gen langs Pfeilen B aus, von denen eine das verschiebliche
Auflager 15b oben an der Verbindungsvorrichtung 11 l&ngs
Pfeil C mitnimmt. Dadurch wird insgesamt eine vertikale Be-

wegung 1n der Zeichnungsebene langs Pfeil D vollfihrt.

In Figur la bezeichnet 16d einen Antrieb, der bei-
spielsweise ein Elektromotor sein kann, der in seiner Ab-
triebswelle mit der Welle 16c verbunden ist, die ihrerseits
Uber Umsetzer 16a mit Schraubgetriebewellen 16b verbunden
ist, die dann die Scheren antreiben. Der Antrieb kann aber
auch eine Hydraulikpumpe sein oder eine Fluidpumpe oder
Fluidsteuerung beispielsweise fiir von extern zugefihrte

Druckluft oder Fluide.

11
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Die vertikale Bewegung kann zum Verbinden des Systems
bzw. zum Offnen/Trennen des Systems verwendet werden. Beim
Verbinden (=SchlieBen) fahrt die Kontaktierungsvorrichtung
die jewells vorgesehenen Kontaktstellen im Handler 1 und im
Kopf 2 an. Beim Verbinden des Systems wird zuerst durch die
Handhabungsvorrichtung die Kontaktierungsvorrichtung in die
vorgesehene Position gebracht. Davor noch wurden die Ver-
bindungsvorrichtungen jeweils am Testkopf bzw. am Handler
befestigt. Wenn die Kontaktierungsvorrichtung in der vorge-
sehenen Position ist, werden die Verbindungsvorrichtungen
aufeinander zu bewegt, so dass sich dementsprechend auch
Testkopf und Halbleiter-Handler aufeinander zu bewegen. Die
Kontaktierungsvorrichtung kdnnen federbelastete Kontakt-
stifte aufweisen (,pogo pins“), die entgegen der Federwir-
kung beim Zusammenfilhren der beiden Verbindungsvorrichtun-
gen komprimiert werden und dementsprechend sicher ihrer je-
welligen Kontaktpositionen kontaktieren. Es kdnnen viele
Kontaktstifte vorgesehen sein (n > 100 oder > 200 oder >
500), und ihre Kraftbeaufschlagung kann pro Stift merklich
sein (F > 0.1N oder > 0.2N oder > 0.5N pro Stift). Es wird
insowelit darauf verwiesen, dass beim Zusammenfihren der
beiden Verbindungsvorrichtungen hdufig lediglich der Kon-
takt hin zum Testkopf hergestellt wird, wahrend die Kontak-

te hin zur zu testenden Halbleitervorrichtung noch frei

12
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stehen. Die Kontaktierung wird dann von einer Automatik in-

nerhalb des Handlers bewirkt.

Anders als in Figur la gezeigt konnen die Aktoren
auch hydraulische oder pneumatische Kolben sein. Sie miissen
mindestens Reibkrdfte und die zur Komprimierung der Kon-
taktstifte ndotigen Krafte aufbringen und je nach Ausrich-
tung des Gesamtsystems ganz oder anteilig ggf. auch noch
Gewichtskrafte, die beim Testkopf grdober 5.000N (entspr.
500 kg Masse) sein kdnnen. Es kdnnen insbesondere drei
pneumatische Kolben vorgesehen sein, von denen zwel an zweil
benachbarten Ecken der Verbindungsvorrichtungen liegen und
eine dritte an einer gegeniliberliegenden Seite liegt. Auch

ein Schraubgetriebe ist als Aktor mdglich.

Neben der Verschiebeeinrichtung kénnen eine oder meh-
rere Fihrungseinrichtungen vorgesehen sein, die eine oder
mehrere Gleitfithrungen aufweisen konnen, die das Gleiten
langs der gewilnschten Bewegungsrichtung (aufeinander zu und
von einander weg) ermdglicht, aber eine Bewegung senkrecht

dazu verhindert. Dann sind die Aktoren insoweit entlastet.

Es kann Sensorik vorgesehen sein, die den Verschiebe-

weg der Verbindungsvorrichtungen relativ aufeinander zu bzw.

voneinander weg qualitativ oder quantitativ erfassen. Es

13
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kann weiterhin eine Steuerung vorgesehen sein, die die Ak-

torik nach MaBgabe der Sensorik steuert. Die Sensorik kann

ein Anschlagsschalter sein oder aufweisen und so qualitativ
bestimmte Positionen (Anfangsposition und/oder Endposition)
zu erfassen oder es kann sich um einen quantitativen Weg-

sensor handeln.

Je nach Systemauslegung kann die Steuerung eine
An/Aus-Steuerung der einzelnen Aktoren sein. Sie kdnnen
auch geschwindigkeitsgesteuert sein. Die einzelnen Aktoren
kénnen einzeln geregelt bzw. gesteuert sein oder im Kollek-
tiv, wenn sich ihre Abstimmung aufeinander hinreichend ge-
nau anderweitig ergibt, beispielsweise durch herstellersei-

tige Einstellungen, mechanische Verkopplung oder ahnliches.

Zusatzlich zur translatorischen Bewegung kann (muf
aber nicht) eine rotatorische Relativbewegung zwischen den
Verbindungsvorrichtungen vorgesehen sein. Wenn sie statt-
findet, kann die Auslegung so sein, dass sie nur insoweit
bzw. dann stattfindet, wenn federbelastete Kontaktstifte
der Kontaktierungsvorrichtung nicht in Eingriff mit Kon-

taktpositionen im Handler oder im Testkopf stehen.

Figur 3 zeigt in schematischer Seitenansicht die Do-

ckingvorrichtung 10. Die Seitenansicht zeigt nun auch die

14
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Handhabungsvorrichtung 31 - 35, die mit eingesetzter Kon-
taktierungsvorrichtung 23 gezeigt ist. Die Kontaktierungs-
vorrichtung wird durch die Handhabungsvorrichtung 31 - 35
handhabbar, insbesondere indem sie von seitlich auBen in
das System hineingeschoben bzw. aus ihm heraus gezogen wer-
den kann, indem sie zwischen den beiden Verbindungsvorrich-
tungen 11 und 12 verfahren werden kann. Das Verfahren er-
folgt zwischen einer Arbeitsposition, in der die Kontaktie-
rungsvorrichtung 23 ihre Soll-Position relativ zum Testkopf
2 und relativ zum Handler 1 einnimmt, und einer Wechselpo-
sition, die sich auBerhalb des Raums zwischen den Verbin-
dungsvorrichtungen 11, 12 befindet und in der die Kontak-
tierungsvorrichtung 23 entnommen, eingesetzt bzw. ausge-

tauscht werden kann.

37a bezeichnet elektrische Kontaktstifte (vorzugswei-
se komprimierbar, federnd, federbelastet) der Kontaktie-
rungsvorrichtung 23, die zur elektrischen Kontaktierung ei-
nes zu testenden Chips ausgelegt sein kdnnen, 37b bezeich-
net elektrische Kontaktstifte (vorzugsweise komprimierbar,
federnd, federbelastet), die zur elektrischen Kontaktierung
von Komponenten im Testkopf ausgelegt sein kodnnen, und 37c

symbolisiert elektrische Verbindungen zwischen ihnen.

15



10

15

20

25

WO 2012/123443 PCT/EP2012/054361

Die Handhabungsvorrichtung weist einen Verfahrmecha-
nismus 31, 32 auf, der dem Verfahren der Kontaktierungsvor-
richtung 23 zwischen der Arbeitsposition und der Wechselpo-
sition dient. Der Verfahrmechanismus kann eine oder mehrere
Schienen 31 und einen darauf laufenden Wagen 32 aufweisen.
In der Ausfihrungsform der Figur 3 erfolgt das Verfahren
waagrecht in der Zeichnungsebene langs Pfeil E. Die Schie-
nen 31 koénnen teleskopierbar sein, so dass ein vollstandi-
ges Verfahren aus dem Zwischenraum zwischen den Verbin-

dungsvorrichtungen 11, 12 heraus mdglich ist.

Am Wagen 32 oder stattedessen kann ein Ausrichtmecha-
nismus 33 vorgesehen sein, mit dem ggf. in der Wechselposi-
tion die Kontaktierungsvorrichtung 23 in eine Lage ausge-
richtet werden kann, in der sie nicht herausfallen kann,
wenn sie vor der Entnahme entriegelt wird. Es ist eine Hal-
teeinrichtung 34 vorgesehen, mit der die Kontaktierungsvor-
richtung 23 am Ausrichtmechanismus verriegelt bzw. entrie-
gelt werden kann, so dass in der Benutzung die Kontaktie-

rungsvorrichtung 23 festgehalten ist.

Beim Wechseln der Kontaktierungsvorrichtung 23 muss
die Halteeinrichtung 34 geldst werden. Um ein Herausfallen
der Kontaktierungsvorrichtung 23 hierbei zu verhindern, ist

der Ausrichtmechanismus 33 vorgesehen, der z. B. um eine
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Achse 33a am Wagen 32 herum schwenkbar ist. Hierdurch kann
der Ausrichtmechanismus 33 in eine Lage verschwenkt werden,
in der die Kontaktierungsvorrichtung 23 allein durch die
Gravitation in ihrer Lage auch dann gehalten wird, wenn die
Halteeinrichtung 34 entriegelt ist. Es koénnen eine oder
mehrere, dann nicht parallel zueinander liegende Drehachsen
33a vorgesehen sein. Weiter kann eine nicht gezeigte Ver-
riegelungsvorrichtung vorgesehen sein, um den Ausrichtme-
chanismus 33 einerseits in der Arbeitsausrichtung (wie in
Fig. 3 gezeigt) und andererseits in der gewlinschten Wech-
selausrichtung zu halten, wenn er sich auBerhalb des Raums

zwischen den Verbindungsvorrichtungen befindet.

Die Handhabungsvorrichtung 31 - 35 ist an einer der
Verbindungsvorrichtungen 11, 12, vorzugsweise der testkopf-
seitigen Verbindungsvorrichtung 12, befestigt. Sie kann ei-
ne zweite Verschiebeeinrichtung 35 aufweisen, mit der die
Handhabungsvorrichtung relativ zu der Verbindungsvorrich-
tung, an der sie befestigt ist, verschoben werden kann,
insbesondere auf sie zu und von ihr weg (Pfeil G in Figur
3). Fir die zweite Verschiebeeinrichtung 35 gelten abgese-
hen von den relativ zueinander verschobenen Komponenten die
gleichen Aussagen, wie sie zur ersten Verschiebeeinrichtung
getroffen wurden, insbesondere also hinsichtlich Aufbauop-

tionen, Konstruktionsmerkmalen, Antrieb und Ansteuerung. In

17



10

15

20

25

WO 2012/123443 PCT/EP2012/054361

Figur 3 ist sie lediglich schematisch als blockhafte Kompo-
nente zwischen der kopfseitigen Verbindungsvorrichtung 12

und der Schiene 31 gezeigt.

Die Dockingvorrichtung kann eine betdtigbare Abdeck-
vorrichtung 36 aufeisen, mit der eine Offnung im Handler
abgedeckt bzw. ganz oder teilweise verschlossen werden kann.
Der Handler kann dazu ausgelegt sein, wahrend des Halblei-
tertests Halbleiter auf sehr tiefe Temperaturen zu kilhlen.
Temperaturen bis -40°C oder sogar bis -60°C sind iblich.
Wenn wahrend eines solchen Tests das System gedffnet wird,
gelangt, wenn keine weiteren Vorkehrungen getroffen sind,
Umgebungsluft an die kalten Teile des Handlers. Die Feuch-
tigkeit in der Umgebungsluft wird dann sofort gefrieren und
Zzu elinem eisigen Belag im Inneren des Handlers fihren. Je
nach Dauer und Luftfeuchtigkeit kann dies zu langen Be-

triebsunterbrechungen (Abtauen, erneutes Kihlen) fihren.

Um dies zu verhindern, ist eine betadtigbare Abdeck-
vorrichtung 36 vorgesehen, die eine Offnung des Halbleiter-
Handlers mit einem flachigen Abdeckelement abdecken bzw.
ganz oder teilweise verschlieRen kann. Sie ist an der Do-
ckingvorrichtung 10 angebracht und kann so ausgestattet
sein, dass sie zusammen mit der Betatigung der Handhabungs-

vorrichtung mit betdtigt wird. Es kann sich beispielsweise
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um einen Rollomechanismus handeln, der an einer Seite der
Handlerdffnung eine Abdeckfolie aufgerollt und reversibel
ausziehbar hadlt. Die Retatigung kann auch manuell erfolgen
oder automatisch unabhangig von der Betatigung der Handha-
bungsvorrichtung. Es kann sich auch um einen translatorisch
verfahrbaren Schiebermechanismus handeln oder um eine ein-
seitig festgehaltene, ziehharmoninka-artig (zick-zack-
artig) aufgefaltete, ausziehbare Folie oder Abdeckung han-

deln.

Die Abdeckung kann in der Weise erfolgen, dass die
Abdeckeinrichtung (beispielsweise die ausgezogene Rollofo-
lie bzw. ein Deckel, Schieber oder Ziehharmonika-
Mechanismus) in mehr oder minder groBRem Abstand (bis hin zu
Abstand 0) von der Offnung des Handlers gehalten wird. Ein
merklicher Erfolg wird schon dann erreicht, wenn eine Folie
unter bestimmtem Abstand von der Offnung gehalten wird. Das
FEindringen von Umgebungsluft in den Handler wird dadurch
verringert, so dass dementsprechend auch der Feuchtigkeits-

eintrag und der Warmeaustausch verringert wird.

Die Abdeckeinrichtung bzw. der Deckel k&nnen ein kal-
tebestandiges Material, insbesondere ein kalteflexibles Ma-
terial aufweisen, das auch bei tiefen Temperaturen (-40°C,

-60°C) nicht briichig wird. Es kann ein Kunststoffmaterial
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sein. Darililber hinaus kann das Material wadrmeisolierend sein,
um den Temperaturausgleich zu verringern. Vorzugsweise ist

das Material luftdicht und feuchtedicht.

Das Wechseln einer Kontaktierungsvorrichtung 23 aus
der Arbeitsposition heraus kann also insgesamt die nachfol-
gend beschriebenen Schritte aufweisen. Ausgegangen wird wvon
einer Situation, in der die einzelnen Verbindungsvorrich-
tungen 11, 12 an jeweills ihren Komponenten (Handler, Test-
kopf) befestigt sind und das System geschlossen ist, indem
die Verbindungsvorrichtungen weitestmdglich aufeinander zu

bewegt sind.

a) Ggf. Entriegeln der eingenommenen Position und
translatorisches Entfernen der Verbindungsvorrichtungen 11
und 12 voneinander langs Pfeilrichtung Z mittels erster
Verschiebeeinrichtung 13 - 16. Die Verbindungsvorrichtungen
11, 12 gewinnen dadurch Abstand von einander, sind aber
durch die erste Verschiebungseinrichtung 13 - 16 noch an-
einander gehalten. Der Verfahrweg ist so groB, dass ein so
groRer Spalt entsteht, dass die Kontaktierungsvorrichtung
23 zwischen den Platten 11, 12 verfahren werden kann. Beim
Auseinanderfahren der beiden Verbindungsvorrichtungen 11,

12 wird die Handhabungsvorrichtung 31 - 35 von einer von
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beiden mitgenommen. Vorzugsweise ist dies die kopfseitige

Verbindungsvorrichtung 12.

b) Verfahren der Handhabungsvorrichtung 31 - 35 rela-
tiv zur Verbindungsvorrichtung, an der sie befestigt ist
(und damit mittelbar natiirlich auch relativ gegeniiber der
anderen Verbindungsvorrichtung) mittels der zweiten Ver-
schiebungseinrichtung 35. In Figur 3 entspricht dies einer
Bewegung der Handhabungsvorrichtung 31 - 35 langs Pfeil G
nach oben. Auf diese Weise wird die Kontaktierungsvorrich-
tung 23 (DUT-Board) so in den Freiraum zwischen den beiden
Verbindungsvorrichtungen 11, 12 gehoben, dass sie dort

seitlich in Figur 3 verfahren werden kann.

c) Seitliches Verfahren der Kontaktierungsvorrich-
tung 23 mit der Handhabungsvorrichtung 31 - 35 langs der
Schienen 31, die vorzugswelise teleskopierbar sind. In Figur
3 kann dies ladngs Pfeilrichtung E erfolgen, beispielsweise
nach rechts in der Zeichnungsebene bis {iber die rechtseiti-
gen Enden der Verbindungsvorrichtungen 11, 12 hinaus. Das
Verfahren kann mittels eines automatischen Antriebs oder

manuell erfolgen.

d) Verschwenken des Ausrichtmechanismus 33 so, dass

die Kontaktierungsvorrichtung 23 alleine durch die Schwer-
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kraft gehalten wird, wenn die Halteeinrichtung 34 geldst
wird. Das Verschwenken kann um Drehachse 33a entsprechend
Pfeil F in Figur 3 erfolgen. Beispielsweise kann die Bewe-
gung langs 3E in Figur 3 nach rechts in der Realitat eine
Bewegung nach unten sein. Durch Verschwenken des Ausricht-
mechanismus 33 um Achse 33a herum kann dann in der Wechsel-
position eine Position eingenommen werden, bei der die Kon-
taktierungsvorrichtung 23 nicht herausfallen kann, wenn die

Halteeinrichtung 34 geldst wird.

e) Ldsen der Halteeinrichtung 34. Dadurch liegt die
Kontaktierungsvorrichtung 23 lose im Ausrichtmechanismus 33

und kann entnommen werden.

f) Einsetzen einer anderen Kontaktierungsvorrichtung

23 und Verriegeln der Halteeinrichtung 34.

g) Verschwenken des Ausrichtmechanismus 33 rickwéarts
in die Ausgangsposition und gegebenenfalls Verriegeln des-

selben in dieser Position.

h) Verfahren des Handhabungsmechanismus von der Wech-
selposition in die Arbeitsposition langs Pfeil E (in Fi-
gur 3 angenommen nach links bis in die in Figur 3 gezeigte

Position).
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i) Verfahren des Handhabungsmechanismus auf die Ver-
bindungsvorrichtung zu, an der er befestigt ist (in Figur 3

kopfseitige Verbindungsvorrichtung 12,).

J) Verfahren der Verbindungsvorrichtung 11, 12 auf-
einander zu langs Pfeil 7Z und ggf. Verriegeln dieser Posi-

tion.

ZUu geeligneten Zeitpunkten kann das Abdecken bzw.
Freigeben einer Offnung im Handler erfolgen, beispielsweise

in oder unmittelbar vor oder nach den Schritten c¢) und h).

Das erstmalige Verbinden (,docking™) von Handler und

Tester kann folgende Schritte aufweisen

k) Verbinden der kopfseitigen Verbindungsvorrichtung
12 mit dem Testkopf 12 und der handlerseitigen Verbindungs-
vorrichtung 11 mit dem Handler 11. Da die beiden Verbin-
dungsvorrichtungen ihrerseits miteinander verbunden sind,

ist so schon das Gesamtsystem miteinander verbunden.

1) Es folgen die oben beschriebenen Schritte a) bis

d), wenn, wie lUblich, die Dockingvorrichtung auBer Betrieb

im ,geschlossenen™ Zustand (Befestigungsvorrichtungen lie-
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gen nahe aneinander) gelagert wird. Ansonsten ist Schritt
a) und evtl. auch Schritt b) nicht nétig, da die jeweiligen

Endpositionen schon eingencommen sind.

m) Es folgen dann die Schritt f) bis j).

Abgesehen vom Anbringen der Dockingvorrichtung an
Kopf und Handler und abgesehen vom Auswechseln der Kontak-
tierungsvorrichtung kann die obige Abfolge vollautomatisch

oder teilautomatisch oder vorrangig manuell erfolgen.

Das Wechseln einer Kontaktierungsvorrichtung 23 aus
der Arbeitsposition heraus kann also insgesamt die nachfol-
gend beschriebenen Schritte aufweisen. Ausgegangen wird wvon
einer Situation, in der die einzelnen Verbindungsvorrich-
tungen 11, 12 an jeweills ihren Komponenten (Handler, Test-
kopf) befestigt sind und das System geschlossen ist, indem
die Verbindungsvorrichtungen weitestmdglich aufeinander zu

bewegt sind.

Die Dockingvorrichtung kann einen oder mehrere (nicht
gezeigte) Sensoren zur Erfassung der Verschiebung der ers-
ten und/oder zweiten Verschiebeeinrichtung und/oder des
Verfahrwegs der Verfahreinrichtung aufweisen. Sie kann auch

eine oder mehrere Steuerungen zum Steuern und/oder Regeln
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der Verschiebung der ersten und/oder zweiten Verschiebeein-
richtung und/oder des Verfahrwegs der Verfahreinrichtung
und/oder von Verriegelungen aufweisen. Mit der Steuerung
konnen Schritte des Dockingverfahrens voll- oder teilauto-

matisch vollzogen werden.
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Patentanspriiche

1. Dockingvorrichtung (10) zur Verbindung eines Halb-
leiter-Testkopfs (2) mit einem Halbleiter-Handler (1), mit
5 einer testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12)
zum Verbinden der Dockingvorrichtung (10) mit dem Testkopf
(2),
einer handlerseitigen Verbindungsvorrichtung (11) zum
Verbinden der Dockingvorrichtung (10) mit dem Handler (1),
10 einer Handhabungsvorrichtung (31 - 35) zum Handhaben
einer Kontaktierungsvorrichtung (23) zum elektrischen Ver-
binden eines Halbleiters mit Kontakten des Testkopfs (2),
eine Koppelvorrichtung (13 - 16) zum Koppeln der
testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12) mit der hand-

15 lerseitigen Verbindungsvorrichtung (11),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Koppelvorrichtung (13 - 16) eine erste Verschie-
20 beeinrichtung aufweist, die das translatorische und gefiithr-
te Verschieben der testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung
(12) relativ zur handlerseitigen Verbindungsvorrichtung
(11) aufeinander zu und voneinander weg erlaubt,
die Handhabungsvorrichtung (31 - 35) einen Verfahrme-

25 chanismus (31, 32) zum Verfahren der Kontaktierungsvorrich-
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tung (23) zwischen einer Arbeitsposition und einer Wechsel-
position und einen Ausrichtmechanismus (33) zum Ausrichten
der Kontaktierungsvorrichtung (23) in der Wechselposition
in eine Entnahmeausrichtung aufweist.

die Handhabungsvorrichtung (31 - 35) an der testkopf-
seitigen Verbindungsvorrichtung (12) befestigt ist und ihr
gegeniiber verschieblich sein kann, und

eine betatigbare Abdeckvorrichtung (36) vorgesehen
ist zum Abdecken oder Freigeben einer von der Kontaktie-
rungsvorrichtung (23) einnehmbaren Offnung des Halblei-

terhandlers (1).

2. Dockingvorrichtung (10) zur Verbindung eines Halb-
leiter-Testkopfs (2) mit einem Halbleiter-Handler (1), mit

einer testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12)
zum Verbinden der Dockingvorrichtung (10) mit dem Testkopf
(2),

einer handlerseitigen Verbindungsvorrichtung (11) zum
Verbinden der Dockingvorrichtung (10) mit dem Handler (1),

einer Handhabungsvorrichtung (31 - 35) zum Handhaben
einer Kontaktierungsvorrichtung (23) zum elektrischen Ver-
binden eines Halbleiters mit Kontakten des Testkopfs (2),

eine Koppelvorrichtung (13 - 16) zum Koppeln der
testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12) mit der hand-

lerseitigen Verbindungsvorrichtung (11),
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dadurch gekennzeichnet, dass

die Koppelvorrichtung (13 - 16) eine erste Verschie-
5 beeinrichtung aufweist, die das translatorische und gefiihr-
te Verschieben der testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung
(12) relativ zur handlerseitigen Verbindungsvorrichtung

(11) aufeinander zu und voneinander weg erlaubt.

10 3. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Verschiebeeinrichtung mehre-
re an unterschiedlichen Stellen der Verbindungsvorrichtun-
gen (11, 12), vorzugsweise in deren Eck- und/oder Randbe-
reichen liegende, in paralleler Richtung wirkende erste Ak-

15 toren aufweist, die synchron antreibbar sein und Jjeweils
ein Schraubgetriebe oder einen Schermechanismus oder hyd-

raulische oder pneumatische Kolben aufweisen ko&nnen.

4. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 2 oder 3,

20 dadurch gekennzeichnet, dass die erste Verschiebeeinrich-
tung drei hydraulische oder pneumatische Zylinder aufweist,
von denen zwel in benachbarten Eckbereichen der Verbin-
dungsvorrichtungen (11, 12) liegen und eine dritte an einer
den beiden Ecken gegeniiber liegenden Seite der Verbindungs-

25 vorrichtungen (11, 12) liegt.
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5. Dockingvorrichtung (10) nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspriche, gekennzeichnet durch eine oder
mehrere Fihrungsvorrichtungen, die die translatorische Ver-

schiebung fiithren.

6. Dockingvorrichtung (10) zur Verbindung eines Halb-
leiter-Testkopfs (2) mit einem Halbleiter-Handler (1), ins-
besondere nach Anspruch 2, mit

einer testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12)
zum Verbinden der Dockingvorrichtung (10) mit dem Testkopf
(2),

einer handlerseitigen Verbindungsvorrichtung (11) zum
Verbinden der Dockingvorrichtung (10) mit dem Handler (1),

einer Handhabungsvorrichtung (31 - 35) zum Halten,
Ausrichten und Handhaben einer Kontaktierungsvorrichtung
(23) zum elektrischen Verbinden eines Halbleiters mit Kon-
takten des Testkopfs (2),

einer Koppelvorrichtung (13 - 16) zum Koppeln der
testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12) mit der hand-

lerseitigen Verbindungsvorrichtung (11),

dadurch gekennzeichnet, dass
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die Handhabungsvorrichtung (31 - 35) einen Verfahrme-
chanismus (31, 32) zum Verfahren der Kontaktierungsvorrich-
tung (23) zwischen einer Arbeitsposition und einer Wechsel-
position und/oder einen Ausrichtmechanismus (33) zum Aus-
richten der Kontaktierungsvorrichtung (23) in der Wechsel-

position in eine Entnahmeausrichtung aufweist.

7. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Handhabungsvorrichtung (31 - 35)
eine Halteeinrichtung (34) aufweist zum ldsbaren Halten der
Kontaktierungsvorrichtung (23), insbesondere am Ausrichtme-

chanismus (33).

8. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 6 oder 7,
gekennzeichnet durch Verriegelungsvorrichtung zum Halten

des Ausrichtmechanismus (33) in der Wechselausrichtung.

9. Dockingvorrichtung (10) nach einem der Anspriiche 6
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Ausrichtmechanismus
(33) zum Ausrichten der Lage der Kontaktierungsvorrichtung
(23) durch Verschwenken um eine oder zwei Drehachsen ausge-

legt ist.

10. Dockingvorrichtung (10) nach einem oder mehreren

der Anspriiche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die

30



10

15

20

25

WO 2012/123443 PCT/EP2012/054361

Handhabungsvorrichtung (31 - 35) an einer der Verbindungs-
vorrichtungen (11, 12) befestigt ist und eine zweite Ver-
schiebungseinrichtung (35) aufweist zum Verschieben der
Handhabungsvorrichtung (31 - 35) auf die Verbindungsvor-

richtung (11, 12) zu und von ihr weg.

11. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Verschiebeeinrichtung (35)
mehrere an unterschiedlichen Stellen der Handhabungsvor-
richtung (31 - 35), vorzugsweise in deren Eck- und/oder
Randbereichen liegende, in paralleler Richtung wirkende
zwelite Aktoren aufweist, die synchron antreibbar sein und
Jewelils ein Schraubgetriebe oder einen Schermechanismus o-

der hydraulische oder pneumatische Kolben aufweisen konnen.

12. Dockingvorrichtung (10) nach einem der Anspriche
6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Verfahrmechanis-
mus (31, 32) eine oder mehrere vorzugswelise teleskopierbare
Schienen (31) und einen langs der Schienen laufenden Wagen

(32) aufweist, der den Ausrichtmechanismus (33) aufweist.

13. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 12, dadurch

gekennzeichnet, dass der Verfahrmechanismus (31, 32) einen

Antrieb zum Verfahren des Wagens (32) aufweist.
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14. Dockingvorrichtung (10) zur Verbindung eines
Halbleiter-Testkopfs (2) mit einem Halbleiter-Handler (1),
insbesondere nach einem oder mehreren der vorherigen An-
spriiche, mit

einer testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12)
zum Verbinden der Dockingvorrichtung (10) mit dem Testkopf
(2),

einer handlerseitigen Verbindungsvorrichtung (11) zum
Verbinden der Dockingvorrichtung (10) mit dem Handler (1),

einer Handhabungsvorrichtung (31 - 35) zum Handhaben
einer Kontaktierungsvorrichtung (23) zum elektrischen Ver-
binden eines Halbleiters mit Kontakten des Testkopfs (2),

eine Koppelvorrichtung (13 - 16)zum Koppeln der test-
kopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12) mit der handler-

seitigen Verbindungsvorrichtung (11),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Handhabungsvorrichtung (31 - 35) an der testkopf-

seitigen Verbindungsvorrichtung (12) befestigt ist und ihr

gegeniiber verschieblich sein kann.

15. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 14, dass

die Handhabungsvorrichtung (31 - 35) eine zweite Verschie-

bungseinrichtung (35) aufweist zum Verschieben der Handha-
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bungsvorrichtung (31 - 35) auf die Verbindungsvorrichtung

(11, 12) zu und von ihr weg.

16. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Verschiebeeinrichtung (35)
mehrere an unterschiedlichen Stellen der Handhabungsvor-
richtung (31 - 35) liegende, in paralleler Richtung wirken-
de zweite Aktoren aufweist, die synchron antreibbar sein
und Jjeweils ein Schraubgetriebe oder einen Schermechanismus

oder hydraulische oder pneumatische Kolben aufweisen konnen.

17. Dockingvorrichtung (10) zur Verbindung eines
Halbleiter-Testkopfs (2) mit einem Halbleiter-Handler (1),
insbesondere nach einem oder mehreren der vorherigen An-
spriiche, mit

einer testkopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12)
zum Verbinden der Dockingvorrichtung (10) mit dem Testkopf
(2),

einer handlerseitigen Verbindungsvorrichtung (11) zum
Verbinden der Dockingvorrichtung (10) mit dem Handler (1),

einer Handhabungsvorrichtung (31 - 35) zum Handhaben
einer Kontaktierungsvorrichtung (23) zum elektrischen Ver-

binden eines Halbleiters mit Kontakten des Testkopfs (2),
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eine Koppelvorrichtung (13 - 16)zum Koppeln der test-
kopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12) mit der handler-

seitigen Verbindungsvorrichtung (11),

5 gekennzeichnet durch

eine betatigbare Abdeckvorrichtung (36) zum Abdecken

oder Freigeben einer von der Kontaktierungsvorrichtung (23)

einnehmbaren Offnung des Halbleiterhandlers (1).

10
18. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abdeckvorrichtung (36) einen Rol-
lomechanismus aufweist.

15 19. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 18 und nach
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Rollomechanis-
mus mit dem Verfahrmechanismus (31, 32) in der Weise ver-
bunden ist, dass er mit dem Verfahrmechanismus (31, 32)
mitbetatigt wird.

20

20. Dockingvorrichtung (10) nach einem oder mehreren
der Anspriche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckvorrichtung die Offnung des Halbleiterhandlers (1)
mit Abstand dazu Uberdeckt.

25
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21. Dockingvorrichtung (10) nach einem oder mehreren
der Anspriche 17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rollomechanismus ein kdltebestandiges und/oder thermisch

isolierendes Rollomaterial aufweist.

22. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abdeckvorrichtung (36) einen De-
ckel zum VerschlieBen der Offnung des Halbleiterhandlers

(1) aufweist.

23. Dockingvorrichtung (10) nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
oder beide Verbindungsvorrichtungen (11, 12) plattenartig
oder rahmenartig oder U-formig aufgebaut sind und einen
einstiickigen Grundkorper aufweisen konnen und Verbinder
(18) zum Testkopf (2) bzw. zum Handler (1) hin aufweisen
und vorzugswelse eine mittige Offnung aufweisen, die zur
Aufnahme der Kontaktierungsvorrichtung (23) dimensioniert

und ausgelegt ist.

24. Dockingvorrichtung (10) nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Handhabungsvorrichtung (31 - 35) einen Verfahrmechanismus
(31, 32) mit einer oder mehreren vorzugswelise an der test-

kopfseitigen Verbindungsvorrichtung (12) befestigten, in
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einer ersten Richtung verlaufenden Schienen (31) und einem
langs der Schienen (31) verfahrbaren Wagen (32) aufweist,
wobel der Wagen eine Aufnahmeeinrichtung (33, 34) fiir die
Kontaktierungsvorrichtung (23) aufweist ist und die Aufnah-
meeinrichtung (33, 34) einen Verriegelungsmechanismus (34)

fir die Kontaktierungsvorrichtung (23) aufweisen kann.

25. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 24, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufnahmeeinrichtung (33, 34) ge-
genliber dem Wagen (32) um eine oder mehrere Drehachsen
verschwenkbar und in einer oder mehreren Positionen arre-

tierbar ist.

26. Dockingvorrichtung (10) nach Anspruch 24 oder 25,
dadurch gekennzeichnet, dass die Handhabungsvorrichtung (31
- 35) eine zweite Verschiebevorrichtung (35) zum Verschie-
ben der Kontaktierungsvorrichtung (23) gegeniber einer der
Verbindungsvorrichtungen (11, 12) l&ngs einer zweiten Rich-
tung aufweist, wobei eine Halteeinrichtung zum Halten der
Kontaktierungsvorrichtung (23) in einer oder mehreren Posi-

tionen langs der zweiten Richtung vorgesehen sein kann.

27. Dockingvorrichtung (10) nach einem oder mehreren

der vorherigen Anspriche, gekennzeichnet durch einen oder

mehrerer Sensoren zur Erfassung der Verschiebung der ersten
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und/oder zweiten Verschiebeeinrichtung und/oder des Ver-

fahrwegs der Verfahreinrichtung.

28. Dockingvorrichtung (10) nach einem oder mehreren
der vorherigen Anspriche, gekennzeichnet durch einen oder
mehrerer Steuerungen zum Steuern und/oder Regeln der Ver-
schiebung der ersten und/oder zweiten Verschiebeeinrichtung

und/oder des Verfahrwegs der Verfahreinrichtung.

29. Dockingverfahren mit den folgenden Schritten:

Anbringen einer Dockingvorrichtung nach einem oder
mehreren der vorherigen Anspriiche am Testkopf und am Hand-
ler,

ggf. Entriegeln der eingenommenen geschlossenen Posi-
tion der Dockingvorrichtung und translatorisches Entfernen
der Verbindungsvorrichtungen voneinander,

ggf. Verfahren der Handhabungsvorrichtung relativ zur
Verbindungsvorrichtung, an der sie befestigt ist,

seitliches Verfahren der Kontaktierungsvorrich-
tung mit der Handhabungsvorrichtung,

ggf. Verschwenken des Ausrichtmechanismus so, dass
die Kontaktierungsvorrichtung alleine durch die Schwerkraft
gehalten wird, wenn die Halteeinrichtung geldst wird,

Losen der Halteeinrichtung,
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FEinsetzen einer Kontaktierungsvorrichtung und Verrie-
geln der Halteeinrichtung,

ggf. Verschwenken des Ausrichtmechanismus rickwéadrts
in die Ausgangsposition und gegebenenfalls Verriegeln des-
selben in dieser Position,

Verfahren des Handhabungsmechanismus von der Wechsel-
position in die Arbeitsposition,

translatorisches Verfahren des Handhabungsmechanismus
auf die Verbindungsvorrichtung zu, an der er befestigt ist,
und

translatorisches Verfahren der Verbindungsvorrichtung

aufeinander zu und ggf. Verriegeln dieser Position.
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